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［２２］　ＰＯＰＯＶＩＣＺＤ，ＳＰＲＡＧＵＥＲ Ａ，ＮＥＶＩＬＬＥ Ｇ Ａ．Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｆｏｒｍｏｎｏｌｉｔｈｉｃｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｏｆｍｉｃｒｏｌｅｎｓａｒｒａｙｓ［Ｊ］．

犃狆狆犾犻犲犱犗狆狋犻犮狊，１９８８，２７（７）：１２８１１２８４．

［２３］　ＸＵＱｉａｏ，ＹＡＮＧＬｉｍｉｎｇ，ＳＨＵＸｉａｏｗｕ，犲狋犪犾．ＳｔｅｐｈｅａｔｆｏｒｍｉｎｇｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔｍｅｔｈｏｄｆｏｒｅｘｐａｎｄｉｎｇｔｈｅＮＡｒａｎｇｅｏｆ

ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｍｉｃｒｏｌｅｎｓ［Ｊ］．犃犮狋犪犗狆狋犻犮犪犛犻狀犻犮犪，１９９８，１８（８）：１１２８１１３３．
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，１９９８，１８（８）：１１２８

１１３３．

［２４］　ＲＥＮＺｈｉｂｉｎ，ＬＵＺｈｅｎｗｕ．ＩｍｐｒｏｖｉｎｇｔｈｅｆｉｌｌｆａｃｔｏｒａｎｄＦｎｕｍｂｅｒｏｆｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｍｉｃｒｏｌｅｎｓａｒｒａｙｂｙｒｅｄｕｃｉｎｇｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ

ｔｉｍｅ［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾狅犳犗狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊犔犪狊犲狉，２００５，１６（２）：１５０１５４．
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，２００５，１６（２）：１５０１５４．

［２５］　ＢＩＡＮＲｕｉ，ＸＩＯＮＧ Ｙｉｎｇ，ＣＨＥＮ Ｘｉａｎｙｕ，犲狋犪犾．ＵｌｔｒａｌｏｎｇｆｏｃａｌｌｅｎｇｔｈｍｉｃｒｏｌｅｎｓａｒｒａｙｆａｂｒｉｃａｔｅｄｂａｓｅｄｏｎＳＵ８

ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ［Ｊ］．犃狆狆犾犻犲犱犗狆狋犻犮狊，２０１５，５４（１６）：５０８８５０９３．

［２６］　ＷＥＩＨｓｉａｎｇｃｈｕｎ，ＳＵＧｕｏｄｕｎｇ．Ｓｅｌｆａｓｓｅｍｂｌｅｄｍｉｃｒｏｌｅｎｓｏｎｔｏｐｏｆｌｉｇｈｔｅｍｉｔｔｉｎｇｄｉｏｄｅｓｕｓｉｎｇｈｙｄｒｏｐｈｉｌｉｃｅｆｆｅｃｔｆｏｒ

ｉｍｐｒｏｖｉｎｇｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙａｎｄｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｖｉｅｗｉｎｇａｎｇｌｅ［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾狅犳犇犻狊狆犾犪狔犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，２０１２，８（８）：４４４

４４９．

　　犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿：ＴｈｅＮａｔｉｏｎａｌＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ（Ｎｏ．６１５０５２１４）ａｎｄＹｏｕｔｈＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＰｒｏｍｏｔｉｏｎＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆ

ＣｈｉｎｅｓｅＡｃａｄｅｍｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅｓ
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